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(57) Zusammenfassung: Ein Adapterwerkzeug (100), das

gestaltet ist, an einem Ladeport (200) eines Wafer-Handha- 350—
bungssystems (1000) angebracht zu werden, umfasst ein
Tragerglied (360) und erste und zweite Flihrungselemente
(340), die durch das Tragerglied (360) gelagert sind. Die ers- 380—
ten und zweiten Flihrungselemente (340) sind angeordnet,
um jeweils ein erstes Wafermagazin (310) und ein zweites
Wafermagazin (320) zu platzieren. Das Adapterwerkzeug
(100) umfasst weiterhin ein durch das Tragerglied (360) ge-
lagertes Gehause (140), das gestaltet ist, um jeweils die ers-
ten und zweiten Wafermagazine (310, 320) aufzunehmen,
sowie erste und zweite Offnungen (150, 160) jeweils in dem
Gehause. Die ersten und zweiten Offnungen (150, 160) sind
mit den ersten und zweiten Flhrungselementen (340) aus-
gerichtet.
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Beschreibung
HINTERGRUND

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein
Adapterwerkzeug, das gestaltet ist, um an einem La-
deport (bzw. einer Ladedffnung) eines Halbleiterwa-
fer-Handhabungssystems angebracht bzw. befestigt
zu werden, sowie auf ein Wafer-Handhabungssys-
tem.

[0002] Halbleitervorrichtungen, wie Transistoren,
beispielsweise Leistungstransistoren, Dioden oder
optoelektronische Komponenten zur Verwendung in
beispielsweise integrierten Schaltungen, wie Pro-
zessoren, Speichervorrichtungen und optoelektroni-
schen Vorrichtungen, werden gewoéhnlich durch Pro-
zessieren von Wafern und Vereinzeln der Halb-
leitervorrichtungen hergestellt, nachdem die meis-
ten der Prozesse zum Herstellen der Halbleitervor-
richtung durchgefiihrt wurden. In einer Waferpro-
zessieranlage mit einer Vielzahl von verschiedenen
Geraten, beispielsweise zum Durchfiihren von Atz-
prozessen, fotolithographischen Prozessen, lonen-
implantationsprozessen und anderem, werden die
Wafer typischerweise in Kassetten oder Magazinen,
beispielsweise Frontéffnung-Universalports (FOUPSs)
zwischen den einzelnen Prozessierstufen transpor-
tiert. Die Wafer werden in den Magazinen manuell
oder automatisch beispielsweise in einem Reinraum
transportiert. Wenn ein einzelner Wafer in einem Pro-
zessiergerat zu prozessieren ist, missen die Wafer
aus dem Magazin genommen werden, was gewdhn-
lich durch einen Wafer-Handhabungsroboter vorge-
nommen wird. Ein Ladeport bildet eine Schnittstel-
le zwischen den Wafermagazinen und dem Wafer-
Handhabungsroboter, der die einzelnen Wafer aus
den Magazinen nimmt, um sie in das Prozessiergerat
zuzufiihren.

[0003] Die Wafer haben verschiedene Groflien bzw.
Abmessungen. Beispielsweise werden 200 mm-
Wafer gewdhnlich verwendet, und es gibt Wafer-
Handhabungssysteme und Wafer-Prozessiervorrich-
tungen, die spezifisch gestaltet sind, um 200 mm-Wa-
fer zu prozessieren. In den letzten Jahren wurden so-
gar groRere Wafer, wie Wafer, die einen Durchmes-
ser von 300 mm haben, prozessiert. Es gibt spezi-
elle Herstellungsgeréte, die die gréReren Wafer pro-
zessieren kdnnen. Weiterhin gibt es Prozessiergera-
te, die gestaltet sind, um Wafer von verschiedenen
Grolen, beispielsweise 200 und 300 mm, zu prozes-
sieren.

[0004] Demgemal besteht ein Bedarf zum Erleich-
tern der Handhabung von Wafern mit verschiedenen
GroBen in einer Wafer-Prozessieranlage.
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[0005] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, ein Adapterwerkzeug und ein Wafer-Handha-
bungssystem anzugeben, die jeweils den obigen For-
derungen genigen.

[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemal durch
ein Adapterwerkzeug mit den Merkmalen des Pa-
tentanspruches 1 und ein Wafer-Handhabungssys-
tem mit den Merkmalen des Patentanspruches 6 bzw.
10 bzw. 14 geldst. Vorteilhafte Weiterbildungen der
Erfindung ergeben sich aus den Unteranspriichen.

[0007] GemalR einem Ausfiihrungsbeispiel ist ein
Adapterwerkzeug gestaltet, um an einem Ladeport
eines Wafer-Handhabungssystems angebracht zu
werden. Das Adapterwerkzeug umfasst ein Trager-
glied und erste und zweite Fihrungselemente, die
durch das Tragerglied gelagert sind, wobei die ersten
und zweiten Fihrungselemente angeordnet sind, um
jeweils ein erstes Wafermagazin und ein zweites Wa-
fermagazin zu platzieren. Das Adapterwerkzeug um-
fasst weiterhin ein Gehause, das durch das Trager-
glied gelagert ist und gestaltet ist, um jeweils die ers-
ten und zweiten Wafermagazine aufzunehmen bzw.
zu h&usen, und jeweils erste und zweite Offnungen
in dem Gehé&use. Die ersten und zweiten Offnungen
sind mit den ersten und zweiten Fihrungselementen
ausgerichtet.

[0008] GemalR einem weiteren Ausfluhrungsbeispiel
umfasst ein Wafer-Handhabungssystem einen Lade-
port einschliellich eines schlieBbaren Fensters und
ein Adapterwerkzeug. Das Adapterwerkzeug umfasst
ein Tragerglied und erste und zweite FUhrungsele-
mente, die durch das Tragerglied gelagert sind. Die
ersten und zweiten Fiihrungselemente sind angeord-
net, um ein erstes Wafermagazin und ein zweites
Wafermagazin jeweils zu platzieren. Die ersten und
zweiten Fuhrungselemente sind mit dem schlieRba-
ren Fenster ausgerichtet.

[0009] GemaR einem weiteren Ausfluhrungsbeispiel
umfasst ein Wafer-Handhabungssystem einen Lade-
port einschliellich eines schlieBbaren Fensters und
ein Adapterwerkzeug. Das Adapterwerkzeug umfasst
ein Tragerglied, ein Flhrungselement, das durch das
Tragerglied gelagert ist, wobei das Fiihrungselement
angeordnet ist, um ein erstes Wafermagazin ein-
schliellich Wafern einer ersten GréRRe zu platzieren,
ein Gehause, das durch das Tragerglied gelagert ist
und gestaltet ist, um das erste Wafermagazin aufzu-
nehmen, und eine Offnung in dem Gehause, wobei
die Offnung mit dem Fiihrungselement ausgerichtet
ist. Der Ladeport ist gestaltet, um ein zweites Wafer-
magazin einschlieBlich Wafern einer zweiten GréRe
zu tragen bzw. zu lagern.
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[0010] Der Fachmann wird zuséatzliche Merkmale
und Vorteile nach Lesen der folgenden Detailbe-
schreibung und Betrachten der begleitenden Zeich-
nungen erkennen.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0011] Die beigefugten Zeichnungen sind beige-
schlossen, um ein weiteres Verstandnis von Aus-
fihrungsbeispielen der Erfindung zu liefern, und sie
sind in die Offenbarung dieser Erfindung einbezo-
gen und bilden einen Teil von ihr. Die Zeichnungen
veranschaulichen die Ausfihrungsbeispiele der vor-
liegenden Erfindung und dienen zusammen mit der
Beschreibung zum Erldutern der Prinzipien. Ande-
re Ausfuhrungsbeispiele der Erfindung und zahlrei-
che der beabsichtigten Vorteile werden sofort gewdr-
digt, da sie unter Hinweis auf die folgende Detailbe-
schreibung besser verstanden werden. Die Elemente
der Zeichnungen sind nicht notwendigerweise malf3-
stabsgetreu relativ zueinander. Gleiche Bezugszei-
chen geben entsprechend ahnliche Teile an.

[0012] Fig. 1 veranschaulicht Elemente eines Lade-
ports einschlieflich eines Adapterwerkzeugs geman
einem Ausfuhrungsbeispiel.

[0013] Fig. 2A zeigt eine Vordersicht eines Adapter-
werkzeugs gemal einem Ausflihrungsbeispiel.

[0014] Fig. 2B zeigt eine Detailansicht eines Teiles
eines Adapterwerkzeugs gemaf einem Ausfihrungs-
beispiel und eines Teiles eines Ladeports.

[0015] Fig. 3 zeigt ein Beispiel einer Anordnung von
Fihrungselementen gemaf einem Ausfiihrungsbei-
spiel.

[0016] Fig. 4A veranschaulicht Elemente eines La-
deports einschlieBlich eines Adapterwerkzeuges ge-
man einem weiteren Ausfihrungsbeispiel.

[0017] Fig. 4B veranschaulicht Elemente eines La-
deports einschlieRlich eines Adapterwerkzeugs und
eines Wafermagazins.

[0018] Fig. 5 veranschaulicht weitere Elemente ei-
nes Wafer-Handhabungssystems gemaf einem Aus-
fihrungsbeispiel.

[0019] Fig. 6 zeigt ein weiteres Ausflihrungsbeispiel
eines Adapterwerkzeugs.

DETAILBESCHREIBUNG

[0020] In der folgenden Detailbeschreibung wird Be-
zug genommen auf die begleitenden Zeichnungen,
die einen Teil der Offenbarung bilden und in de-
nen fir Veranschaulichungszwecke spezifische Aus-
fihrungsbeispiele gezeigt sind, in denen die Erfin-
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dung ausgefihrt werden kann. In diesem Zusammen-
hang wird eine Richtungsterminologie, wie "Ober-
seite", "Boden", "Vorderseite", "Ruckseite", "vorne",
"hinten" usw. in Bezug auf die Orientierung der ge-
rade beschriebenen Figuren verwendet. Da Kompo-
nenten von Ausfuhrungsbeispielen der Erfindung in
einer Anzahl von verschiedenen Orientierungen po-
sitioniert werden kdnnen, wird die Richtungstermino-
logie fur Zwecke der Darstellung verwendet und ist in
keiner Weise begrenzend. Es ist zu verstehen, dass
andere Ausflhrungsbeispiele verwendet und struktu-
relle oder logische Anderungen gemacht werden kon-
nen, ohne von dem durch die Patentanspriiche defi-
nierten Bereich abzuweichen.

[0021] Die Beschreibung der Ausflhrungsbeispiele
ist nicht begrenzend. Insbesondere kénnen Elemen-
te der im Folgenden beschriebenen Ausflhrungs-
beispiele mit Elementen von verschiedenen Ausflih-
rungsbeispielen kombiniert werden.

[0022] Die Begriffe "Wafer", "Substrat" oder "Halb-
leiterwafer”, die in der folgenden Beschreibung ver-
wendet sind, kdnnen jegliche auf Halbleiter beruhen-
de Struktur umfassen, die eine Halbleiteroberflache
hat. Wafer und Struktur sind zu verstehen, so dass
sie Silizium, Silizium-auf-lsolator (SOI), Silizium-auf-
Saphir (SOS), dotierte und undotierte Halbleiter, epi-
taktische Schichten von Silizium, getragen durch ei-
ne Basishalbleiterunterlage, und andere Halbleiter-
strukturen einschlieBen. Der Halbleiter braucht nicht
auf Silizium zu beruhen. Der Halbleiter kbnnte eben-
so Silizium-Germanium, Germanium oder Galliumar-
senid sein. Gemal anderen Ausfuhrungsbeispielen
kdnnen Siliziumcarbid (SiC) oder Galliumnitrid (GaN)
das Halbleitersubstratmaterial bilden. GemaR weite-
ren Ausfuhrungsbeispielen kann sich der Begriff "Wa-
fer" auf irgendein anderes scheiben- bzw. schnitten-
formiges Werkstlck beziehen, das aus einem belie-
bigen Material hergestellt sein kann, das isolieren-
de Materialien und leitende Materialien umfasst. Die
GrolRe und die Gestalt des Wafers kdnnen beliebig
sein. Gemal einem Ausfluhrungsbeispiel kann der
Wafer eine scheibenféormige Gestalt haben, wobei
Teile des Wafers beispielsweise kreisférmig sind, bei-
spielsweise kreisformig unter Einschluss eines fla-
chen Teiles. Ein Durchmesser der Wafer kann in ei-
nem Bereich zwischen beispielsweise angenéhert 50
mm und 1000 mm sein.

[0023] Fig. zeigt ein Ausflihrungsbeispiel eines La-
deports 200 und eines Adapterwerkzeugs 100 ge-
maf einem Ausfihrungsbeispiel. Der Ladeport 200
umfasst ein Tragerelement 360, das an einer Um-
hillung bzw. einem Gehause 380 des Ladeports an-
gebracht ist. Beispielsweise kann das Tragerelement
360 fest an der Umhdillung 380 montiert sein. Der
Ladeport umfasst weiterhin ein schlieRbares Fens-
ter 210. Beispielsweise kdnnen Wafermagazine 330,
die Wafer einer gewissen GrofRe, beispielsweise 300
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mm, aufnehmen, an dem Tragerelement 360 ange-
bracht sein. Beispielsweise kann das Wafermagazin
330 ein FOUP (Frontéffnung-Universalport) sein, der
mit dem Tragerelement 360 mittels eines Positionier-
gliedes 350 verriegelt sein kann, das an dem Trage-
relement 360 angebracht ist. Wenn das Magazin 330
mit dem Tragerelement 360 mittels eines Positionier-
gliedes 350 verriegelt ist, kann das Fenster 210 ge-
offnet werden. Wafer kénnen aus dem Magazin 330
durch das Fenster 210 durch einen Wafer-Handha-
bungsroboter (in dieser Zeichnung nicht dargestellt)
herausgenommen werden, der hinter dem Fenster
210 angeordnet ist. Der Ladeport 200 und das Ad-
apterwerkzeug 100 sind Komponenten eines Wafer-
Handhabungssystems 1000.

[0024] Das Adapterwerkzeug 100 kann beweglich
an der Umhtllung 380 angebracht sein. Beispielswei-
se kann das Adapterwerkzeug 100 durch vertikale
Flhrungselemente 340 in einer vertikalen Richtung
geflihrt werden, so dass es verfahren werden kann,
um durch das Tragerelement 360 in einfacher Wei-
se gelagert bzw. getragen ist. Beispielsweise kon-
nen die vertikalen Fihrungselemente 340 Schienen
sein. Gemal weiteren Ausfliihrungsbeispielen kann
das Adapterwerkzeug 100 an der Umhullung 380
durch alternative Mechanismen angebracht bzw. be-
festigt sein. Die vertikalen Fihrungselemente 340
kénnen weiterhin Gasfedern umfassen, um eine au-
tomatische Bewegung des Adapterwerkzeuges zu ei-
ner passiven Position zu erlauben. Das Adapterwerk-
zeug 100, das in Fig. 1 veranschaulicht ist, ist in ei-
ner Nicht-Gebrauchsposition vorgesehen. Das heilf3t,
um das Adapterwerkzeug in Gebrauch zu nehmen,
wird das Adapterwerkzeug 100 herabgezogen, um
durch das Tragerelement 360 getragen zu sein. Das
Adapterwerkzeug 100 kann eine Umhdallung bzw. ein
Gehause 172 aufweisen. Ein Verriegelungselement
170 kann an der Umhillung 172 angebracht werden.
Der Ladeport 200 kann ein Kontakt- oder Eingriffs-
glied 370 aufweisen, das an dem Flhrungselement
340 angebracht werden kann. Wenn das Adapter-
werkzeug 100 herabgezogen wird, um durch das Tra-
gerelement 360 getragen zu sein, kann das Verrie-
gelungselement 170 mechanisch durch das Kontakt-
glied 370 verriegelt werden. Weiterhin kann ein Sen-
sor erfassen, dass das Verriegelungselement 170
mechanisch verriegelt ist. Um das Adapterwerkzeug
100 in eine passive Position zu bringen, kann das
Verriegelungselement 170 freigegeben werden.

[0025] Die Fig. 2A und Fig. 2B zeigen weitere Ein-
zelheiten des Adapterwerkzeuges 100. Das Adapter-
werkzeug umfasst ein Tragerglied 110 und ein Ge-
hause 140, das durch das Tragerglied 110 gelagert
bzw. getragen ist und das gestaltet ist, um jeweils
ein erstes und ein zweites Wafermagazin 310, 320
aufzunehmen. Das Adapterwerkzeug 100 umfasst
weiterhin jeweils eine erste Offnung 150 und eine
zweite Offnung 160 in dem Gehé&use. Das Gehau-
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se 140 kann aus einem transparenten Material, wie
einem transparenten Kunststoff, hergestellt sein. Je-
doch kann das Gehause 140 auch aus einem opaken
Material hergestellt sein. Die ersten und zweiten Off-
nungen 150, 160 sind mit den ersten und den zweiten
Fihrungselementen 120, 130 ausgerichtet. Die ers-
ten und zweiten Offnungen 150, 160 kénnen schliel-
bar sein. Die ersten und die zweiten Fuhrungsele-
mente 120, 130 sind durch das Tragerglied 110 ge-
lagert bzw. getragen. Die ersten und zweiten Fih-
rungselemente 120, 130 sind angeordnet, um ein ers-
tes Wafermagazin 310 und ein zweites Wafermaga-
zin 320 zu platzieren. Die ersten und die zweiten Off-
nungen 150, 160 in dem Gehause sind mit den ersten
und den zweiten Fihrungselementen 120, 130 aus-
gerichtet. Als eine Konsequenz konnen Wafer, die in
den ersten und zweiten Magazinen 310, 320 ange-
ordnet sind, leicht Uber das Fenster 210 des Lade-
ports und die ersten und die zweiten Offnungen 150,
160 zugegangen werden. Beispielsweise kdnnen die
Wafer durch einen Wafer-Handhabungsroboter her-
ausgenommen werden.

[0026] Fig. 2B zeigt eine Detailansicht eines Teiles
eines Adapterwerkzeugs 100. Das Adapterwerkzeug
100 kann eine Umhdillung bzw. ein Gehause 172 auf-
weisen, an dem das Tragerglied 110 befestigt ist. Das
Adapterwerkzeug 100 kann weiterhin ein Verriege-
lungselement 170 aufweisen, das an der Umhdllung
172 befestigt werden kann. Beispielsweise kann das
Verriegelungselement 170 einen Einschnapphaken
oder einen Eingriffshaken aufweisen, die an den un-
teren Teil der Umhdllung 172 angebracht sein kon-
nen. Weiterhin kann der Ladeport 200 ein Kontakt-
glied 370 aufweisen, das an den Schienen 340 oder
einem anderen Teil der Umhillung 380 angebracht
werden kann. Wenn das Adapterwerkzeug 100 zu
dem Tragerelement gezogen wird, kann das Kontakt-
oder Eingriffsglied 370 in den Einschnapphaken ein-
greifen, so dass das Adapterwerkzeug 100 in der
gegenwartigen Position verriegelt ist. Gemaf einem
Beispiel kann das Kontaktglied 370 eine Rolle oder
einen Stift oder einen Bolzen umfassen. Wenn das
Kontaktglied 370 in das Verriegelungselement 170
eingreift, kann diese Verriegelung durch einen Sen-
sor 173, beispielsweise einen optischen oder Berih-
rungssensor, erfasst werden.

[0027] Wie anzuerkennen ist, kbnnen das Verriege-
lungselement und das Kontaktglied durch irgendei-
nen anderen geeigneten Mechanismus ausgestaltet
werden, wie dies fir den Fachmann allgemeines Wis-
sen ist, und die Elemente kdnnen an verschiede-
nen Positionen, beispielsweise umgekehrt, angeord-
net werden.

[0028] Wie oben beschrieben wurde, kann aufgrund
des Vorhandenseins der vertikalen Fihrungselemen-
te 340 das adapterwerkzeug 100 einfach in Gebrauch
gesetzt werden. Damit kann der Ladeport des Wa-
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fer-Handhabungssystems einfach neu ausgeristet
oder umgebaut werden, so dass Wafer, die verschie-
dene GrdéRen haben, gehandhabt werden kénnen.
Aufgrund des Vorhandenseins des Verriegelungsme-
chanismus kénnen die Sicherheit und Stabilitdt des
neu ausgeriUsteten Ladeports gesteigert werden.

[0029] Fig. 3 zeigt eine mdgliche Anordnung der
Fihrungselemente 120, 130. Wie in Fig. 3 darge-
stellt ist, kann das Fuhrungselement 120 langs einer
Achse angeordnet werden, die bezlglich einer Ach-
se gedreht ist, ldngs welcher das zweite Fuhrungs-
element 130 vorgesehen ist. Ein Winkel a bezeichnet
den Winkel zwischen den zwei Achsen. Beispielswei-
se kann der Winkel a 25 bis 80°, insbesondere 30 bis
70°, beispielsweise 55 bis 65°, sein. Die ersten und
die zweiten Offnungen 150, 160 kénnen vorgesehen
sein, um einen Winkel 8 zwischen den ersten und den
zweiten Offnungen 150, 160 zu bilden. Beispielswei-
se kann 3 mehr als 90°, beispielsweise 100 bis 160°,
insbesondere 110 bis 150°, sein. Aufgrund der ge-
winkelten Anordnung der Fihrungselemente und der
Offnungen ist es méglich, auf zwei Magazine durch
ein schlieBbares Fenster 210 zuzugreifen.

[0030] Wie dargestellt ist, kbnnen die Fiihrungsele-
mente 120, 130 durch stab- bzw. stangenahnliche
Elemente ausgestaltet sein, die von dem Tragerglied
110 vorstehen. Im Allgemeinen ist die Form bzw. Ge-
stalt der Fiihrungselemente 120, 130 willkirlich bzw.
beliebig, solange sie an die Form der Wafermagazi-
ne angepasst ist, die auf den jeweiligen Fihrungs-
elementen platziert werden sollten. Wenn beispiels-
weise die Fihrungselemente 120, 130 vorspringen-
de Teile sind, sollten die Wafermagazine entspre-
chend eingedriickte Teile an ihrer Rickseite haben,
um einen Eingriff zwischen den Fiihrungselementen
und den Wafermagazinen vorzusehen. Entgegen zu
dem in Fig. 3 veranschaulichten Ausflihrungsbeispiel
kénnen die Flhrungselemente jeweils ein einziges
Element aufweisen, das senkrecht beziglich der in
Fig. 3 gezeigten Orientierung ausgerichtet sein kann.
Beispielsweise kdnnen die Form und die Anordnung
der Fiuhrungselemente 120, 130 von der Topologie
einer Bodenseite der jeweiligen Wafermagazine ab-
hangen, die an den Flihrungselementen 120, 130 an-
zubringen bzw. zu montieren oder zu befestigen sind.

[0031] Wie in Fig. 4A gezeigt ist, kann das in Fig. 2
dargestellte Adapterwerkzeug herab zu dem Trage-
relement 360 des Ladeports 200 mittels des Giriffs
171 gezogen werden. Wenn das Adapterwerkzeug
100 an dem Tragerelement 360 zu verriegelt wurde,
ist es moglich, das Gehause 140 beispielsweise mit-
tels eines zweiten Griffes 175 zu 6ffnen. Beispiels-
weise kann das Gehdause lediglich gedffnet werden,
wenn der Detektor 173 erfasst hat, dass das Adapt-
erwerkzeug mit dem Tragerglied 110 verriegelt ist.
Dann kénnen ein erstes Wafermagazin 310 und ein
zweites Wafermagazin 320 (in Fig. 1 dargestellt) zu
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den ersten und zweiten Fihrungselementen 120, 130
platziert werden. Danach kann das Gehause 140 ge-
schlossen werden. Beispielsweise kann das schliel3-
bare Fenster 210 nur geéffnet werden, wenn das Ge-
hause 140 geschlossen ist. Nach Offnen des schlieRR-
baren Fensters 210 kann ein (in dieser Zeichnung
nicht dargestellter) Handhabungsroboter auf die ein-
zelnen Wafer zugreifen, die in diesen Magazinen auf-
genommen bzw. untergebracht oder gehaust sind.

[0032] Wie in Fig. 4B veranschaulicht ist, kann das
Adapterwerkzeug 100 zu einer passiven Position ge-
schoben werden, die beispielsweise vertikal Uber
dem Tragerelement 360 sein kann. Beispielsweise
kann der Verriegelungsmechanismus mit dem Ver-
riegelungselement freigegeben werden, und das Ad-
apterwerkzeug 100 kann automatisch zu der passi-
ven Position fahren bzw. bewegt werden. Ein drit-
tes Wafermagazin 330 kann auf dem Tragerelement
360 platziert werden und kann beispielsweise durch
ein Verriegelungselement verriegelt werden. Auch in
diesem Fall kann das schlieBbare Fenster (in dieser
Zeichnung nicht dargestellt) ge6ffnet werden, so dass
auf Wafer in dem dritten Wafermagazin 330 zugegrif-
fen werden kann.

[0033] Beispielsweise kdnnen die ersten und zwei-
ten Wafermagazine 310, 320 Wafer einhausen bzw.
aufnehmen, die eine Grof3e haben, die verschieden
ist von Wafern, die in dem dritten Wafermagazin 330
vorhanden sind. Beispielsweise kénnen die Wafer
(z.B. 200 mm (8") Wafer) in den ersten und zweiten
Wafermagazinen kleiner sein als die Wafer in dem
dritten Magazin, die beispielsweise 300 mm (12")
Wafer sein kdnnen. Wie oben erlautert wurde, kann
der Ladeport 300 Schienen 340 aufweisen, um das
Adapterwerkzeug langs einer vertikalen Achse zu
fihren bzw. zu leiten. Dennoch kann, wie klar zu ver-
stehen ist, der Ladeport Schienen umfassen, die sich
in einer verschiedenen Richtung erstrecken, um so
eine unterschiedliche Bewegung vorzunehmen.

[0034] Gemal einem weiteren Ausflhrungsbeispiel
kann auf das Gehause 140 des Adapterwerkzeu-
ges 100 verzichtet werden. In diesem Fall umfasst
ein Wafer-Handhabungssystem 1000 einen Ladeport
300 einschliel3lich eines schlieBbaren Fensters 210
und eines Adapterwerkzeuges 100. Das Adapter-
werkzeug 100 umfasst ein Tragerglied 110 und ers-
te und zweite Fihrungselemente 120, 130, die durch
das Tragerglied 110 gelagert bzw. getragen sind.
Die ersten und zweiten Flhrungselemente 120, 130
sind angeordnet, um jeweils ein erstes Wafermaga-
zin 310 und ein zweites Wafermagazin 320 zu plat-
zieren. Die ersten und zweiten Fihrungselemente
120, 130 sind mit dem schlieBbaren Fenster ausge-
richtet. Die Anordnung der ersten und zweiten Fuh-
rungselemente kann &hnlich zu derjenigen sein, die
in Fig. 3 dargestellt ist. Das Wafer-Handhabungs-
system kann weiterhin ein Verriegelungsglied um-
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fassen, um zeitweise das Adapterwerkzeug 100 mit
dem Tréagerelement 360 des Ladeports zu verriegeln,
beispielsweise in der Weise, wie dies oben anhand
von Fig. 1B erlautert wurde. Beispielsweise umfasst
in dem Zusammenhang des vorliegenden Ausflih-
rungsbeispiels der Ausdruck "Verriegelungsglied" ein
oder mehrere Glieder, um diese Verriegelung vor-
zunehmen. Der Ausdruck "Verriegelungsglied" kann
beispielsweise ein Verriegelungselement, das eine
Komponente des Adapterwerkzeuges 100 ist, und ei-
nen Kontakt oder ein Eingriffsglied, das eine Kom-
ponente des Ladeports 200 ist, umfassen. Beispiels-
weise kann das verschlieRbare Fenster 210 nur ge-
Offnet werden, wenn das Adapterwerkzeug mit dem
Tragerglied verriegelt ist. Alternativ kann das schliel3-
bare Fenster 210 gedffnet werden, wenn ein drittes
Wafermagazin 330 mit dem Tragerelement 360 ver-
riegelt ist.

[0035] Fig. 5 zeigt weitere Elemente des Wafer-
Handhabungssystems 1000. Das heif3t, Fig. 5 zeigt
Elemente, die hinter dem in Fig. 1 dargestellten
schlieBbaren Fenster 210 vorgesehen sind. Fig. 5
zeigt auf der linken Seite den Ladeport 200 mit dem
schlieBbaren Fenster 210. Das Wafer-Handhabungs-
system 1000 umfasst weiterhin einen Wafer-Hand-
habungsroboter 400, der beispielsweise ein 6-Ach-
sen-Roboter sein kann. Der Wafer-Handhabungsro-
boter 400 kann ein Roboter sein, der gestaltet ist,
um Wafer von verschiedenen Groften handzuhaben.
Der Roboter 400 kann programmiert sein, um auf
ein einzelnes Wafermagazin hinter dem schlieba-
ren Fenster 210 oder auf mehrere Wafermagazine,
die hinter dem schlieBbaren Fenster 210 angeordnet
sein kénnen, zuzugreifen. Wenn beispielsweise das
Wafer-Handhabungssystem umgebaut oder Uberar-
beitet wird, indem beispielsweise das Adapterwerk-
zeug zu einer aktiven oder passiven Position ge-
bracht bzw. gezogen wird, kann der Roboter 400 in-
struiert werden, entweder die Wafer von den ersten
und zweiten Magazinen 310, 320 oder von dem drit-
ten Magazin 330 allein zu handhaben. Weiterhin kann
die entsprechende WafergroRe eingestellt werden.
Fig. 5 zeigt auch eine Wafer-Prozessiervorrichtung
500, wie beispielsweise ein Atzwerkzeug, ein lonen-
implantationswerkzeug oder anderes. Jeder einzel-
ne Wafer, der durch den Wafer-Handhabungsrobo-
ter 400 gehandhabt ist, kann in das Wafer-Handha-
bungswerkzeug 500 zum Durchflihren weiterer Pro-
zesse eingeflhrt werden.

[0036] Fig. 6 zeigt ein weiteres Ausflihrungsbeispiel
des Adapterwerkzeuges 100, das eine Komponente
eines Wafer-Handhabungssystems 1000 sein kann,
das einen Ladeport 200 umfasst, der ein schlie3ba-
res Fenster 210 aufweist. Beispielsweise kann das
Wafer-Handhabungssystem 1000 in der Weise aus-
gestaltet sein, wie dies in Fig. 1, Fig. 4A, Fig. 4B
und Fig. 5 veranschaulicht ist. Das Adapterwerkzeug
100 umfasst ein Tragerglied 110 und ein Fihrungs-
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element 115, das durch das Tragerglied 110 gelagert
ist. Das Fuhrungselement 125 ist angeordnet, um
ein erstes Wafermagazin zu platzieren, das Wafer ei-
ner ersten GrélRe umfasst. Das Adapterwerkzeug 100
umfasst weiterhin ein Gehduse 140, das durch das
Tragerglied 110 gelagert ist und das gestaltet ist, um
das erste Wafermagazin aufzunehmen. Das Adapt-
erwerkzeug 100 umfasst weiterhin eine Offnung 155
in dem Gehause 140, wobei die Offnung 155 mit dem
Fihrungselement 125 ausgerichtet ist. Der Ladeport
ist weiterhin gestaltet, um ein zweites Wafermagazin
zu tragen bzw. zu lagern, das Wafer einer zweiten
GroRRe umfasst, die verschieden von der ersten Gro-
Re sein kann. Demgemaf kann verschieden von dem
in den Fig. 1 bis Fig. 3 gezeigten Ausfiihrungsbei-
spiel das Adapterwerkzeug 100, das in Fig. 6 darge-
stelltist, ein einziges Wafermagazin aufnehmen bzw.
einhausen. Da das Fiihrungselement 125 mit der Off-
nung 150 ausgerichtet ist, kdnnen Wafer einfach aus
dem an dem Fuhrungselement 125 angebrachten
Wafermagazin entnommen werden. Die spezifische
Gestalt des Flihrungselements 125 ist als ein Beispiel
gegeben. Die Gestalt bzw. Form des Flhrungsele-
ments 125 kann gewahlt werden in Abhangigkeit von
einem Wafermagazin, das an dem Fiihrungselement
125 anzubringen ist.

[0037] In einer dhnlichen Weise, wie dies oben er-
lautert wurde, kann das Wafer-Handhabungssystem
1000 weiterhin ein Verriegelungsglied aufweisen, um
zeitweise das Adapterwerkzeug 100 mit dem Trage-
relement 360 des Ladeports 100 zu verriegeln. Bei-
spielsweise umfasst in dem Zusammenhang des vor-
liegenden Ausflihrungsbeispiels der Ausdruck "Ver-
riegelungsglied" ein oder mehrere Glieder zum Vor-
nehmen dieser Verriegelung. Der Ausdruck "Verrie-
gelungsglied" kann beispielsweise ein Verriegelungs-
element umfassen, das eine Komponente des Adapt-
erwerkzeugs 100 ist, und einen Kontakt oder ein Ein-
griffsglied, das eine Komponente des Ladeports 200
ist. Beispielsweise kann das Gehduse 140 gestaltet
sein, um nur gedffnet zu sein, wenn das Adapterwerk-
zeug 100 mit dem Tréagerelement 360 des Ladeports
200 verriegelt ist.

[0038] Wie oben anhand aller Ausfiihrungsbeispie-
le beschrieben wurde, kann das Adapterwerkzeug
100 einfach an dem Ladeport 200 angebracht bzw.
montiert werden und kann in einfacher Weise in Be-
trieb gefahren und gesetzt werden. Wenn demge-
maR Wafer von dem ersten oder zweiten Waferma-
gazin handzuhaben sind, kann das erste oder zwei-
te Wafermagazin einfach auf dem Adapterwerkzeug
platziert werden und kann einfach mittels des Wa-
fer-Handhabungsroboters zugegangen werden. Wei-
terhin kann aufgrund des Vorhandenseins von zwei
Flhrungselementen die Anzahl der zu prozessieren-
den Wafermagazine gesteigert werden. Gemal ei-
nem Ausfihrungsbeispiel kann das Geh&use nur ge-
offnet werden, wenn das Adapterwerkzeug fest an
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dem Tragerelement des Ladeports angebracht bzw.
montiert ist. Weiterhin kann das schlieRbare Fenster
210 nur gedffnet werden, wenn ein Wafermagazin mit
dem Tragerelement verriegelt ist oder wenn das Ad-
apterwerkzeug mit dem Tragerelement verriegelt und
das Gehause 140 geschlossen ist. Dadurch kann die
Arbeitsposition der Wafermagazine in einer reprodu-
zierbaren Weise bestimmt werden. Weiterhin kénnen
aufgrund des Vorhandenseins der Fiihrungsglieder,
die mit den Offnungen des Gehé&uses ausgerichtet
sind, die Positionen der ersten und zweiten Wafer-
magazine in einer reproduzierbaren Weise festgelegt
und eingestellt werden.

[0039] Wahrend Ausfihrungsbeispiele der Erfin-
dung oben beschrieben sind, ist es offensichtlich,
dass weitere Ausfuhrungsbeispiele ausgestaltet wer-
den koénnen. Beispielsweise kdnnen weitere Aus-
fuhrungsbeispiele irgendeine Unterkombination von
Merkmalen, die in den Patentanspriichen angegeben
sind, oder irgendeine Unterkombination von Elemen-
ten, die in den oben gegebenen Beispielen beschrie-
ben sind, umfassen. Demgemaf sollen der Kern und
der Bereich der beigefligten Patentanspriiche nicht
auf die Beschreibung der hier enthaltenen Ausfiih-
rungsbeispiele begrenzt sein.

Patentanspriiche

1. Adapterwerkzeug, gestaltet um an einem Lade-
port (200) eines Wafer-Handhabungssystems (1000)
angebracht zu werden, wobei das Adapterwerkzeug
(100) aufweist:
ein Tragerglied (360),
erste und zweite Flihrungselemente (340), die durch
das Tragerglied (360) gelagert sind, wobei die ers-
ten und zweiten Fihrungselemente (340) angeordnet
sind, um jeweils ein erstes Wafermagazin (310) und
ein zweites Wafermagazin (320) zu platzieren,
ein Gehause (140), das durch das Tragerglied (360)
gelagert und gestaltet ist, um jeweils die ersten und
zweiten Wafermagazine (310, 320) aufzunehmen,
und
erste und zweite Offnungen (150, 160) jeweils in dem
Gehause (140), wobei die ersten und zweiten Offnun-
gen (150, 160) mit den ersten und zweiten Fihrungs-
elementen (340) ausgerichtet sind.

2. Adapterwerkzeug nach Anspruch 1, bei dem das
erste Fiihrungselement (340) langs einer Achse an-
geordnet ist, die bezlglich einer Achse des zweiten
FUhrungselements (340) gedreht ist.

3. Adapterwerkzeug nach Anspruch 1 oder 2, bei
dem die ersten und zweiten Offnungen (150, 160) an-
geordnet sind, um einen Winkel zwischen den ersten
und zweiten Offnungen (150, 160) zu bilden.

4. Adapterwerkzeug nach einem der Anspriche
1 bis 3, weiterhin umfassend ein Verriegelungsele-
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ment (170) zum zeitweisen Verriegeln des Adapter-
werkzeuges (100) mit einem Tragerelement des La-
deports (200).

5. Adapterwerkzeug nach Anspruch 4, bei dem das
Gehause (140) gestaltet ist, um nur geéffnet zu wer-
den, wenn das Adapterwerkzeug (200) mit dem Tra-
gerelement verriegelt ist.

6. Wafer-Handhabungssystem mit einem Lade-
port (200) einschlieBlich eines schlieRbaren Fensters
(210) und des Adapterwerkzeuges (200) nach einem
der Anspriiche 1 bis 5.

7. Wafer-Handhabungssystem nach Anspruch 6,
bei dem das Adapterwerkzeug (200) gestaltet ist,
um jeweils ein erstes und ein zweites Wafermagazin
(310, 320), die Wafer einer ersten Grolte umfassen,
zu lagern und der Ladeport (200) gestaltet ist, um ein
drittes Wafermagazin (330) zu lagern, das Wafer ei-
ner zweiten GroRe umfasst.

8. Wafer-Handhabungssystem nach Anspruch 6
oder 7, bei dem der Ladeport (200) weiterhin vertikale
Fihrungselemente (340) aufweist, um das Adapter-
werkzeug (200) langs einer vertikalen Achse zu fiih-
ren.

9. Wafer-Handhabungssystem nach einem der An-
spriiche 6 bis 8, weiterhin umfassend ein Verriege-
lungsglied (170), um zeitweise das Adapterwerkzeug
(200) mit einem Tragerelement des Ladeports (200)
zu verriegeln, wobei der Ladeport (200) betreibbar
ist, um das schlielRbare Fenster (210) nur zu 6ffnen,
wenn das Adapterwerkzeug (200) mit dem Tragerele-
ment verriegelt ist.

10. Wafer-Handhabungssystem mit einem Lade-
port (300), der ein schlieBbares Fenster (210) und ein
Adapterwerkzeug (100) aufweist, umfassend:
ein Tragerglied (110) und
erste und zweite Flhrungselemente (120, 130), die
durch das Tragerglied (110) gelagert sind, wobei die
ersten und zweiten FUhrungselemente (120, 130) an-
geordnet sind, um jeweils ein erstes Wafermagazin
(310) und ein zweites Wafermagazin (320) zu platzie-
ren, wobei die ersten und zweiten Fihrungselemente
(120, 130) mit dem schlieRbaren Fenster (210) aus-
gerichtet sind.

11. Wafer-Handhabungssystem nach Anspruch
10, bei dem das erste Fuhrungselement (120) l&angs
einer Achse angeordnet ist, die bezlglich einer Ach-
se des zweiten Fuhrungselementes (130) gedreht ist.

12. Wafer-Handhabungssystem nach Anspruch
10, bei dem das erste Fuhrungselement (120) langs
einer Achse angeordnet ist, die parallel zu einer Ach-
se des zweiten Flihrungselements (130) versetzt ist.
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13. Wafer-Handhabungssystem nach einem der
Anspriiche 10 bis 12, weiterhin umfassend ein Ver-
riegelungsglied (170) zum zeitweisen Verriegeln des
Adapterwerkzeuges (100) mit einem Tragerelement
des Ladeports (200).

14. Wafer-Handhabungssystem mit einem Lade-
port (200), der ein schlieRbares Fenster (210) und ein
Adapterwerkzeug (100) aufweist, wobei das Adapter-
werkzeug (100) umfasst: ein Tragerglied (110),
ein Fuhrungselement (340), das durch das Trager-
glied (360) gelagert ist, wobei das Flihrungselement
(340) angeordnet ist, um ein erstes Wafermagazin
(310) zu platzieren, das Wafer einer ersten GroRRe
umfasst,
ein Gehause (140), das durch das Tragerglied (360)
gelagert und gestaltet ist, um das erste Wafermaga-
zin (310) aufzunehmen, und
eine Offnung (150) in dem Geh&use (140), wobei die
Offnung (150) mit dem Fiihrungselement (340) aus-
gerichtet ist,
wobei der Ladeport (200) gestaltet ist, um ein zwei-
tes Wafermagazin (320) zu lagern, das Wafer einer
zweiten Groflte umfasst.

15. Wafer-Handhabungssystem nach Anspruch
14, weiterhin umfassend ein Verriegelungsglied (170)
zum zeitweisen Verriegeln des Adapterwerkzeuges
(100) mit einem Ladeport-Tragerglied des Ladeports
(200).

16. Wafer-Handhabungssystem nach Anspruch
15, bei dem das Gehause (140) gestaltet ist, um
nur gedffnet zu werden, wenn das Adapterwerkzeug
(100) mit dem Ladeport-Tragerglied verriegelt ist.

Es folgen 8 Seiten Zeichnungen
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Anhéangende Zeichnungen
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FIG 4A
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FIG 4B
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